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H I M A C 入 射 器 計 算 機 シ ス テ ム は 図  
1 に示すようにS C U ,  G C U ,  U D C の 
3 階層で構成される分散型計算機システム 
である。 S C U は入射器システム全体を制 
御し、 G C U はサブシステム単位、 U D C  

は機器単位の制御を行う。U D C は加速器 

制御用に開発された機器組み込み用シング 
ル ボ ー ドコ ン ト ロ ー ラ である。

表 1 にU D C の基本パラメータ、 図 2 に 
U D C の機能ブロック、 図 3 に外観を示す。
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ABSTRACT

The control system for HIMAC Alvarez Linac which is a part of HIMAC injector, 

has been fabricated and installed in SHI factory.The Alvarez Linac RF control system 

consists of many intelligent device controlleres(U DCI Uni versal Device Controller),one 

power-suplly controller,three AFC controllers,three APC and AGC controllers,one pulse 

width and delay controller,and many status collectors.

This paper describes an outline of U D C , the RF control system and the r e s u 

lt of RF control test.

H I M A C アルバレライナック制御システム

1 . はじめに
H I M A C ア ル バ レ ラ イ ナ ッ ク 制 御 シ ス テ ム は H I M A C 入射器制御システムを構成する主 

要 な サ ブ シ ス テ ム の 一 つ で あ り 真 空 排 気 制 御 装 置 •パルス励磁電磁石電源制御装置• R F 制御 
システムで構成されている。 各制御装置の工場内調整運転はアルバレライナック第3 タンクの製 
作工程に従い順次実施されほぼ完了した。

以下に各制御装置に組み込まれた機器コントローラ< U D C ) の概要並びにR F 制御システム 
について報告する。
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C P U  I 8 3 4  4

ク□シク 1 2 MH z

メモリ 2 5 6  K R O M , 1 2 8 K R O M , 1 2 8 K R A M

I / o D I 3 2, D OS  2, D I O 1 6 

し I 4 8 , し〇 1 2  8 

S I O ( 1 C H , 光リンク：） 

i S B X  b u s ( 1 C H )

構造 1 0 0 X 2 2  0m,  D 丨 N 4  1 6 1 2 コネクタ

〇 S U D C 4 4 リアルタイムモニタ

通信 S D L  C 準拠， 3 7 5 k b p s

表 1 U D C 基本パラメータ

図 2 U D C 機能ブロック 図 3 U D C 外観

3 . アルバレライナックR F 制御システム 
アルバレライナック第3 タンクにおいて、 R F 制御システムの調整運転を実施し良好な結果が 

得られた。以下にR F 制御システムを構成する制御装置の概要及び試験結果を示す。

( 1 ) 電源制御装置
多数の増幅器用直流電源を一括して起動•停止する。
シーケンスは真空排気制御装置用に開発したチーブルに記述する方式の簡易シーケンス言語 

( V A C 4 4 ) を使用している。

( 2 ) 同期信号制御装置
A F C 回路とR F 振 幅 •位相制御装置に同期信号を供給する。
基準信号発生装置と同期信号発生装置から成り、 時間分解能1 0  a sec •で同期信号の遅れ• 

幅を制御する。 また同期信号の繰り返しは0. 5 〜 1 0 H z の間に設定可能である。
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(3) A F C 回路
位相差検出器とチューナ駆動装置から成り、 タンクから終段アンプへの反射電力が最小にな 

るよう制御する。検出された位相差はデジタル変換されチューナ駆動装置に駝動量としてフイ一 
ドバックされる。 図4 にA F C 回路構成、 図 6 に制御結果を示す。

(4) R F 振幅•位相制御装置
高周波制御装置とR F フィードバック回路から成り、 キヤビティ内のR F 振 幅 • 位相制御が

図 4 A F C 回路 図 5 振幅•位相制御回路

図 6 終 段 ア ン プ 進 行 波 と 反 射 波 図 7 タンクR F モニタ出力

4 . おわりに
アルバレライナック調整運転の結果、 パルス運転用A F C  • A G C およびA P C 回路方式が確 

立された。残りの第2 •第 3 タ ンク• R F Q •デバンチヤに関しても同様な調整運転を実施する 
予定である。

またU D C を使用した分散型制御システムがR & D 要素のある加速器制御に適した制御システ 
ムであることを確認した。

S C U • G C U は最終調整の段階であり、，9 1 年 7 月からU D C とのリンクテストを行う予 
定である。


